
・有機薄膜（作製技術、配向制御、電子・光物性など）
・高分子の表面・界面（改質技術など）
・液晶（表示素子、界面現象、液晶基礎物性など）

■ 技術相談に応じられる関連分野

Keyword : コーティング、薄膜、溶媒フリー、蒸着重合
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有機高分子薄膜の高次構造制御と電子・光物性

学術院工学領域
電子物質科学系列

教授

久保野 敦史

蒸着重合法を応用することで高分子超格子薄膜の作製が可能であることを見出し、分子配向制御や積層構造
形成過程の解析などの研究を続けている。本研究では、これらの知見を基に高度に構造ならびに分子量の制御
された機能性高分子薄膜を作製し、新規な電子・光物性の発現を目指すとともに、ポリイミドのような耐熱性高分
子やポリアミドのような高性能高分子のコーティングが、溶媒を用いずに行えることに着目し、新規高分子材料
の成膜とその耐候性、耐熱性、防食性、耐食性、絶縁性などについて検討する。

・特筆すべき研究ポイント：
溶媒フリーであり、環境に優しい成膜法である。
不溶不融の高分子の超薄膜化も可能であり、高次構造制御および電子・光機能も期待できる。
・新規研究要素：
超薄膜における高分子超格子構造の自発的形成
透明性・耐候性に優れる脂肪族ポリアミド（ナイロン）超薄膜の作製
分子量の精密な制御
・従来技術との差別化要素・優位性：
溶媒を用いない高分子コーティングであり、膜厚制御が容易である。
分子鎖の配向を制御することができるため、電子・光物性の向上が期待できる。
高分子超格子構造による新規物性の発現が期待できる。

・ スパッタ薄膜による皮膜作製に関する研究
・ 透明電極の開発

・薄膜作製
・光学特性評価
・発光材料
・薄膜コート

■ 技術相談に応じられる関連分野

Keyword : 量子ドット、LED、太陽電池、ディスプレイ

■ その他の研究紹介
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量子ドットを用いる光デバイスの作製

学術院工学領域
化学バイオ工学系列

教授

小林 健吉郎

本研究は有機物の吸着による結晶成長の自己停止を用いた量子ドット薄膜の画期的な作製方法を提供するも
のである。低温プロセスであるため、プラスチックのような基板の上に堆積することができ、大面積半導体量子
ドット薄膜の作製が可能となる。
本手法で作製したZnO量子ドット薄膜では、平滑な表面（数nm）を持ち、加えて電子及び正孔の移動が起こる。

これは、量子ドット間が比較的強固に連結されているためであり、こうした性質を持つ量子ドット薄膜はコロイド法
では作製できない。
ZnOに限らず、多くの無機材料への応用が期待でき、発光や太陽電池など光に関係する新しいデバイスを実現

することができる。
研究の具体的内容は、

１．各種堆積法における有機物の添加効果
２．ZnOナノクリスタルへのキャッピング剤の適正化
３．ZnO量子ドットLEDの試作
４、ZnOS 可視発光量子ドット薄膜の作製
５、CuGaInSe系量子ドット太陽電池の試作

・特筆すべき研究ポイント：
１５０℃以下の低温プロセスである。
非晶質のため大面積化が可能である。
量子効果を用いる新しいデバイスが作製可能である。
ボトムアップ手法であるためコストが安い。
・特許等出願状況：

特許出願２００８－２１８６５４、半導体結晶微粒子薄膜、発明者：松山博圭、林由紀子、小林健吉郎；出願人名：
静岡大学
特許4146062 (2008)、ｐ型酸化物半導体およびその製造方法、発明者：小林健吉郎、出願人名：小林健吉郎、
津田孝
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量子ドット薄膜の生成機構

量子ドットの透過電子顕微鏡写真

プラスチック基板

Zn O量 子ドット

非 晶質酸化 物

p型 電極

n型電極 UV

プラスチック基板

Zn O量 子ドット

非 晶質酸化 物

p型 電極

n型電極n型電極 UV

量子ドットLEDの模式図
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